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*Campos obligatorios/Required fields

(v.29062022) 

INFORMACION BÁSICA/BASIC INFO 

*PUESTO OFERTADO/TITLE OF THE POSITION:
*Nº VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE:
*CATEGORÍA/RESEARCHER PROFILES:
*DEPARTAMENTO/DEPARTMENT:
*DIRECCIÓN/WORK LOCATIONS:

INFORMACION DE CONTRATACIÓN/HIRING INFO 

*ÁREA TECNOLÓGICA/WORK TECHNOLOGY AREA:
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD:
*TAREAS/TASKS:

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT:
*JORNADA/JOB STATUS:
*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK:
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: 
*SALARIO BRUTO AÑO/SALARY OFFERED:
*FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN/APPLICATION DEADLINE:
*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT:
*DURACIÓN DE TAREAS DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT:
*FINANCIACIÓN PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK
PROGRAMME?: 
PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: 

INSCRIPCIÓN/APPLICATION 

*EMAIL  DE INSCRIPCIÓN/APPLICATION EMAIL:
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON:
WEBSITE: 

*PROYECTO/PROJECT:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
OFERTA DE TRABAJO/JOB OFFER

OPTOELECTRÓNICA EN GRAFENO Y OTROS MATERIALES 2D. CODIGO OTT: RP230920B022

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACIÓN, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: NO

Investigador / Researcher

1

First Stage Researcher (R1)

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología

ISOM-UPM. ETSI de Telecomunicación. Av. Complutense 30, 28040, Madrid, Spain

P-154  Electrónica

Technology - Nanotechnology

Modelado FEM y fabricación de resonadores SAW y modulación de materiales 2D/FEM modelling
and fabrication of SAW resonators and modulation of 2D materials

Indefinido de actividades científico técnicas. Art 23bis de la Ley de la Ciencia

Jornada completa
37.5

Si

24000 €

10 días hábiles desde su publicación/10 working days from publication

01/01/2026

3 months

Not funded by an EU programme

No

j.pedros@upm.es

Jorge Pedrós Ayala

http://www.isom.upm.es
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REQUISITOS/REQUIREMENTS 

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
• PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 1/MAIN RESEARCH FIELD 1:

O NIVEL/LEVEL:
• PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 2/MAIN RESEARCH FIELD 2:

O NIVEL/LEVEL: 
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMÁTICA/SKILLS/QUALIFICATIONS: 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:
• IDIOMA 1/LANGUAGE 1:

O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: 
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: 
O NIVEL CONVERSACIÓN/CONVERSATION LEVEL: 

• IDIOMA 2/LANGUAGE 2:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: 
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: 
O NIVEL CONVERSACIÓN/CONVERSATION LEVEL: 

• IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: 
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: 
O NIVEL CONVERSACIÓN/CONVERSATION LEVEL: 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:
• CAMPO INVESTIGACIÓN 1/RESEARCH FIELD 1:

O AÑOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 
• CAMPO INVESTIGACIÓN 2/RESEARCH FIELD 2:

O AÑOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 
• CAMPO INVESTIGACIÓN 3/RESEARCH FIELD 3:

O AÑOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 

Physics
Master

Physics
Grado

Experiencia en/Expertise on: 
• Matlab, Origin
• AutoCAD, KLayout
• MS Office

Experiencia en/Expertise on: 
• Modelado FEM de dispositivos SAW con COMSOL/FEM modelling of SAW devices with COMSOL
• Diseño y fabricación de dispositivos SAW/Design and fabrication of SAW devices
• Pulverización catódica de materiales piezoeléctricos/Sputtering of piezoelectric materials
• Litografía óptica y por haz de electrones, metalización y ataque por plasma/Electron beam and
optical lithographies, metallization, plasma etching
• Difracción de rayos X, estaciones de puntas DC y RF, analizadores de parámetros y de redes/X-ray
diffraction, DC and RF electrical probe stations, parameter and network analyzers
• Transferencia de grafeno y otros materiales 2D/Transfer of graphene and other 2D materials

Inglés / English

Alto
Alto

Alto
Español / Spanish

Medio
Medio

Medio

Engineering - Electronic engineering
1 - 4

Technology - Materials technology
1 - 4

Physics - Solid state physics
1 - 4
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INFORMACIÓN ADICIONAL/ADITTIONAL INFO 

BENEFICIOS/BENEFITS: 

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS 
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion): 

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS: 

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de selección del nuevo Reglamento para el proceso de selección y 
contratación del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

Adecuación al perfil/Suitability to the profile 




